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 기술개요

Ÿ 광의 간섭을 통해 나도 크기의 형상을 측정하기 위한 장치 및 방법

Ÿ 활용처 : 의학, 반도체, MEMS, 평판 디스플레이, 광부품

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 광위상 천이 간섭계(PSI)는 2π를 측정 모듈로함으로, 
피검체의 표면 기울기가 인접한 픽셀 사이의 위상 
변화가 π보다 더 크게 될 만큼 충분히 큰 경우에는 
2π의 모호 문제로 인해 위상 측정 결과를 망치게 되는 
문제점이 있음

Ÿ 종래 광위상 천이 간섭계(PSI)는 측정시간이 많이 
소요되고 기계적인 이동으로 발생되는 위치상의 
오차로 정밀하게 형상을 측정할 수 없음

Ÿ 안정된 주파수를 방출하는 복수개의 다채널 주파수 
스캐닝 레이저 장치를 이용하여 광을 방출함으로 
높이가 큰 피검체의 형상을 정확하고 정밀하게 측정

Ÿ 기준면의 위치 이동을 요구하지 않으며, 이에 따라 
기준면의 위치 이동으로 인한 시간 소요 및 오차 발생을 
방지하여 피검체의 형상을 신속하고 정확하게 측정

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 위상천이 간섭계에서 단차의 측정 영역이 파장의 1/4로 
제한되는 한계를 극복하여 단차가 큰 경우에도 
피검체의 형상을 오류 없이 측정하고, 기계적으로 
기준면의 위치 이동을 하지 않고도 신속하고 정확하게 
피검체의 형상을 측정함

Ÿ 레이저 장치(111, 116)가 방출한 빔의 특정 주파수 
및 특정 주파수의 빔 각각에 대해 획득된 간섭무늬를 
기초로 피검체(101)의 형상 정보를 산출함
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